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@ Vertahren zur Bestimmung ©iner Messgrdsse und Fabry-Perot-Detektor zur Durchfuhrung des 
Verfahrens. 

@ Das Ausgangssignal eines Fafary-Perot-Sensors, des- 

sen optische Lange sich in Abhanglgkelt von ©iner 
Druckdifferenz andert, wird auf ainen Pabry-Perot-Detektor 
(3) geleitet. welcher elne Tragerplatte (1 B) mit einem ersten 
Spiegel (24) aus Platin aufweist sowie einen Membranbiock 
(19) aus n-dotierem Silicium mit einer Membran (21), deren 
Oberflache vom ersten Spiegel (24) durch eine Verliefung 
(22) getrennt ist und mrt demselben ein Fabry-Perot-interfe- 
rometer bildat und in welche eine Photodlode integriert Ist. 

Die Membran (21) tragt einen Zentralkorper (23). wel- 
cher mittels einer auf einem Trager (29) angebrachten Steu- 
eretektrode (30) mit einer durch eine Regelspannung 
erzeugten etektrostatischen Kraft beaufschtagbar ist. Uber 
die Regelspannung wird die optische Lange des Fabry- 
Perot-Detektors (3) so erngestellt, dass sie derjenigen des 
Fabry-Perot-Sensors entspricht. sodass die Intensitat des 
von der Photodiode abgegebenen Stroms ais Funktion der 
Drfferenzder optischen Langen ein Extremum aufweisi. Bei 
Abwaichung von diesem Arbeitspunkt wird die Regelspan- 
nung so korrigiert, dass die optische Lange des Fabiy- 
Perot-Detoktors (3) derjenigen des Fabry-Perot-Sensors 
nachgefuhrt wird. Die Regelspannung wird ais Mass fur die 
Dnjckdifferenz oder einen damit korrelierten Durchfluss 
benutzl 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Bestimmung einer Messgrosse gemSss dem Obertjegriff des 
Anspruchs 1 sowie einen Fabry-Perot-Detektor zur Durchfuhrung des Verfahrens gemass dem Ober- 
5 begriff des Anspruchs 7. Das Verfahren eignet sich Insbesondere zur Bestimmung von Druckdifferen- 
zen, wie sie etwa in Durchflussinessger§ten vorgenommen wird. 

Die der Erfindung zugrundeHegende Technologie ist z.B. In J. M. Vaughan: The Fabry-Perot Inter- 
ferometer, History, Theory. Practice and ApplloaUons, Verlag Adam Hilger, Bristol and Philadelphia, um- 
fassend dargestellt. 

10 Es ist ein gattungsgemasses Verfahren bekannt (DE 3 816 529 A1), bei welchem der Fabry-Perot-De- 
tektor periodisch durchgestimmt und so jene Wellenlange bestimmt wird, be! der die Transmission durch 
den Fabry-Perot-Sensor minimal ist. Daraus wird die optlsche Liinge des Fabry-Perot-^ensors und dar 
mlt der Wert der Messgrdsse bestimmt 

Dieses Verfahren bedingt eine aufwendige Elektronik zur Steuerung des Fabry-Perot-Detektors und 

15 zur Auswertung seines Ausgangssignals, die insbesondere kaum ohne digitale Komponenten auskommt 
DemgegenOber ist es die Aufgabe der Erfindung. ein gattungsgemasses Verfahren sowle einen Fab- 
ry-Perot-Detektor zu dessen Durchfuhrung anzugeben, bei welchem eine einfache, kostengunstig her- 
stelibare Regel- und Auswerteelektronik genQgt 

Die Erfindung, wie sie in der Kennzeichnung des Anspruchs 1 definiert ist, schafft ein Verfahren, wel- 

20 ches mit rein analoger Elektronik durchfuhrbar ist Ausserdem bietet dasselbe erne hohe Empfindlichkeit 
und eine Dynamik, die nur durch die mechanisch-optlschen Bgenschaften der venwendeten Sensoren 
und Detektoren beschrankt ist Der in der Kennzeichnung des Anspruchs 7 definierte Fabry-Perot-De- 
tektor ist ebenfalls einfach aufgebaut und gunstig herstellbar und kann mit der Elektronik zu einem Bau- 
tei! integriert werden. 

25 Im folgenden wind die Erfindung anhand von nur AusfQhrungsbeispielen darstellenden Zeichnungen 
naher erldutert Es zeigsn 

Rg. 1 eine schematische Obersicht Qber eine Vorrichtung zur DurchfQhrung des erfindungsgem3s- 

sen Verfahrens, 

30 Fig. 2 einen Differentialdruck-Fabry-Perot-Sensor der Vorrichtung nach Rg. 1 im Querschnitt, 

Rg. 3 einen Querschnitt durch einen erfindungsgemassen f^bry-Perot-Detektor nach einer ersten 
Ausfuhrungsform, 

Rg. 4a einen Querschnitt durch einen erfindungsgem&ssen Fabry-Perot-Detektor nadi einer zwel- 
ten Ausfuhrungsform, 
S5 Rg. 4b eine Draufsicht auf einen Teil des Fabry-Perot-Detektors nach Rg. 4a, 
Rg. 4c ein Prinzipschaltbild des Fabry-Perot-Detektors nach Rg. 4a, b 

Fig. 5 eine das Transmissions- und Reflexionsverhalten von Fabry-Perot-lnterferometem wesent- 
lich bestimmende Funktlon und 
Rg. 6 schematisch einen erfindungsgemassen Fabry-Perot-Detektor mil Regelelektronik. 

40 

Das erfindungsgemassB Verfahren wird mittels eines Fabry-Perot-SensorB 1 (Rg. 1) und einer Ucht- 
quelle 2, welche denseiben beleuchtet sowie einem Fabry-PertJt-Detektor 3, auf den das vom Fabry- 
Perot-Sensor 1 reflektlerte Licht mittels eines LJchtleiters 4 geleitet wird und der mit einer Regelelektro- 
nik 5 verbunden ist. durchgefuhrt Dabei liefert die Lichtquelle 2 Ucht von endlicher Kah&renzlange, 
45 dessen Spektrum etwa einem urn eine mittlere Wellenlange Xo zentrierten Interval! der L&nge 6 entspre- 
chen kann. 

Der Fabry-Perot-Sensor 1, der ausfOhrlich in der EP-A 0 460 357 beschrieben ist, besteht (Rg. 2) 
aus einer Tragerplatte 6 aus Glas und einem Membranblock 7 aus einkristallinem Silicium mit einer Mem- 
bran 8 zwischen Membrantragem 9, die von se'rtlich begrenzenden StDtzwSnden 10 durch eine Enlkopp- 

50 lungsfuge 11 getrennt sind. Eine der StOtrwande 10 ist durch einen EInlasskanai 12 durchbrochen. Die 
Membran 8 und die Tragerplatte 6 tragen einander gegenQberliegende planparallele Spiegel 13a. b aus 
Platin - es konnen hier wie beim Fabiy-Perot-Detektor 3 auch andere Metalle venwendet werden, aber 
Platin wird wegen seiner hohen Korrosionsbestandlgkeit bevorzugt welche ein Fabry-Perot- Inter- 
ferometer bilden. Weicht der Druck im inneren des Sensors von demjenigen in einer Vertiefung 14, wel- 

55 che von den Membrantragem 9 und der Membran 8 begrenzt wird, ab, so biegt sich die Membran 8 mlt 

steigendem Druckunterschied mehr und mehr durch, so dass sich die optische Lange des Fabiy-Perot- ^ 
Sensors 1 in eindeutiger Abhangigkeit von der Druckdifferenz andert 

Der dargestellte Fabry-Perot-Sensor 1 ist als Differenzdmcksensor zur Messung des Durchflus- 
ses In einer Leitung 15 eingesetzt Die Vertiefung 14 ist durch eine erste Offnung 16 mit der Leitung 15 ^ 

60 verbunden, das Innere des Sensors durch den EInlasskanai 12 und eine zweite, stromabwSrts von der 
ersten Otfnung 16 gelegene zweite Offnung 17. DafOr den Durchfluss 
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gilt, so ist die durch die Druckdlfferenz Ap bewirWe Anderung der optischen Lange des Fabry-Perot- 
Sensors 1 ein eindeutiges Mass fur den Durchfluss Q. ^ , , 

Der Fabry-Perot-Detektor 3 (Fig. 3; 4a, b) weist gleichfails eine Tragerplatte 18 aus Glas auf sowie el- 
nen Membranblock 1 9 aus n-dotiertem Siliclum. welcher mit der Trigerplatte 18 durch anodisdies Bonden 
verbunden ist. Zwischen seltlichen Stutzwanden 20 ist eine Membran 21 eingespannt, welche eine Ver- 
tlefung 22. die eine Fabry-Perot-Kavitm biidet, abschliesst und an der von der Vertlefung 22 abgewand- 
ten Seite in einer weiteren Vertiefung an der Ruckseite des Membranblod^s 19 einen Zerrtralkorper 23 
trfigt. Diese Konstruktion erlaubt eine VerSnderung der optischen LSnge unler dem Einfluss emer auf 
die Membran 21 wrkenden Kraft. wShrend die Versteifung durch den Zentralkorper 23 Deformationen 
derselben Im optisch aktiven mitlleren Bereich verhindert. Die TrSgerpIalte 18 trfigt einen ersten Spiegel 
24 aus Platin. wahrend der gegenuberliegande Teil der Membran 21 an der die Vertiefung 22 begrenzen- 
den OberflachB, die einen zweiten Spiegel und damrt zusammen mit dem ersten Spiegel 24 em Fabry- 
Perot-lnterferometer biidet, eine p-dolierte Schicht 25 aufweist, welche zusammen mit dem umgebenden 
n-dotierten Material eine Photodiode biidet und von einem unmitteibar angrenzenden p**-dotlerten Ring 
26 umgeben ist. der Qber einen gleichfails p+^-dotierten Streifen 27 eine gut leitende Veibindung der p- 
dotierten Schicht 25 mit einem Bondanschluss 28 herstelll (in Fig. 3 nicht dargestellt. s. Rg 4a und 
Fig 4b die den Membranblock 19 von Fig. 4a in der Draufsicht zeigt). Das n-dotierte Matenal der Mem- 
bran 21 Ist mit einem n++-dotierten offenen Ring 32 - es kSnnte auch eine andere Form gewfihit werden, 
entscheidend ist die gute Kontaktierung der Oberfl&che der Membran 21 kontakliert, der den p^-dotier- 
20 ten Ring 26 aussen umgibt und durch einen n++-dotierten Streifen 33 mit einem weiteren Bondanscmuss 
34 verbunden ist Die beiden BondanschlQsse 28 und 34 dienen zum Veribinden der Photocfiode mit der 
Regelelektronik 6. SelbstverstSndHch konnen die Dotierungen des Membranblooks 19 vertauscht wer- 

^^Bei der in Rg. 3 dargestellten ersten AusfOhrung srtzt der Membranblock 19 auf einem Trager 29 aus 
25 Glas, welcher eine erste Steuereiektrode 30 trSgt. die mit einem weiteren eleklrischen Anschluss (nicht 
daraestellt) verbunden ist Die erste Steuereiektrode 30 biidet zusammen mit der unteren Grenzschicht 
des Zentralkajpers 23, cfie als zweite Steuereiektrode wirkt. eine Steuerkapazitat Durch Aniegen ernes 
Potentials an die erste Steuereiektrode 30 - der Membranblock 19 liegt im wesentlichan auf Massepoten- 
tial - wird auf den Zentralkorper 23 oine eiektrostatische Kraft ausgeObt, welche denselben nach unten 
30 zleht und damit die optische L§nge des Fabry-Perot-Detektors 3 vergrossert Der ZentralkQrper 23 be- 
wirkt zugleich, dass die Membran 21 im mitlleren, optisch akliven Bereich plan bleifat, da nur der den Zen- 
tralkorper 23 umgebende dOnne Membranring meiklich durchgsbogen wird. FQr die auf die Membran 21 
ausgeQbte eiektrostatische Kraft gilt 

35 F-V2, 

wobei V die angelegte Potentialdifferenz bezeichnet. 

Bel der zweiten AusfOhmng nach Rg, 4a, b ist der erste Spiegel 24 mit einem Bondanschluss 31 ver- 
bunden und dient zugleich als erste Steuereiektrode, wahrend eln den Ring 26 umgebender nichi ganz 

40 geschlossoner Ring 32 aus n++Kfotlertem Material eine zweite Steuereiektrode biidet Der Ring 32 ist 
Ober einen gleichfelis n+*-dotierten Streifen 33 mit einem Bondanschluss 34 verbunden. Der Mem- 
branblock 19 ist auf der Oberseite mit einer Siliciumdioxidschicht Oberzogen, die den Membranblcxsk 19 
vom ersten Spiegel 24 und dem Bondanschluss 31 galvanisch trennt und ausserdem einen Korrosions- 
schutz darstellt, Diese AusfOhrung ist besonders kompakt und wirtschaftlich herstellbar. 

45 Wie am besten aus Fig. 4C ersichtllch. liegt die Steuerkapazitat zwischen den einander gegenuberlie- 
genden Oberflachen des elektrisch leitenden Spiegels 24 und der Membran 21 mit gleichfails leitender 
oberflSchennaher Schicht Der Ring 26 und die p-dotlerte Schicht 25 weisen eine geringe Potentialdiffe- 
renz zum Zentraikerper 23 auf, die sich Ober der Sperrschlcht der Photodiode aufbaut Die Steuerkapa- 
zitat entspricht daher einer Serieschaltung der SpenBchichtkapazHat Csp der Photodiode mit einer Ka- 

50 pazitat Ck des Ober der Photodiode liegenden Teils der Kavrtat des Fabry-Perot-Detektors 3, zu der ei- 
ne Randkapazitat Cr fOr den ausserhalb der Photodiode liegenden Bereich parallel liegt Zwischen dem 
Bondanschluss 31 einerseits und den betden BondanschlQssen 28 und 34 andererseits liegt die der 
Steuemng der optischen Lange des Fabry-Perot-Detektors 3 dienende Potentialdifferenz V. Die resul- 
tierende Kraft F-V^ biegt den ausserhalb des Zentralkorpers 23 umlaufenden dOnnen Membranring 

55 durch und veningert die optische Linge des Fabry-Perot-Detektors 3 proportional zum Quadrat der an- 
gelegten Potentialdifferenz V. , r r.. 

Der Fabty-Perot-Detektor 3 weist in einer Ausfuhmng eine SertenlSnge von etwa 6mm aut Die Tra- 
gerplatte 18 und der Trager 29 bestehen aus PYREX®-Glas von 0.5 mm Dicke. Die Gesamtdicke des De- 
teklors, dessen Membranblock 19 durch bekannte Atzverfahren monollthlsch aus dem Oblichen Wafer- 

^ material hergestelit Ist, betragt etwa 1 ,6 mm. 

Im folgenden wird nun das erflndungsgemasse Verfahren erlautert ^ 
Bezeichnet man mit Ls die optische Lange des Fabry-Perot-Sensors 1, so kann desson Reflexivitat als 
Funktion der Weilenlange in erster Naherung beschrieben werden durch 
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rs(x} = Bs - Asoos(4icLs/X). 
DlsTransmissMtaides F^ry-Perot-Detelctors 3 ist Shnlich 

5 io{X) » Bd + ADC05(44tLD/X}, 

wobel Ld die optische Lange des Fabiy-Perot-Detektors 3 bedeutet As, Bs, Ad und Bp sind Konstan- 
ten. Im ganzen erhalt man, zieht man die welter oben getroffenen Annahmen Dber das Spektrum der 
Uchtquelle in Betracht, fOr den zur Intensitit des durch die Photodjod© des Fabry-Perot-Detektor 3 
aufgefangenen Lichts proportionalen von demselben abgegebenen Photostrom 



15 



25 



30 



I = c (^''} d(X) rs(X) tp(X) ax, 

wobei C eine Konstante ist und d gewisse wellenlSngenabhangige GrOssen wie Absorpfionsverluste zu- 
sammenfasst Die Rechnung fuhrt waiter auf 

20 u c {BsBd - AsBdP(I^) + BsAdP{Ld) 
- 1/2 AsAd [P{L©-4-d) + P{Ls+Ld)]}. 



wobei 



« k[sin{27rx/)c)/(27rx)]cos(47rx/Xo) 

Ist mtt k » Xo2/6 der Kohirenztinge. Die Funktion P(x) ist in Fig. 5 dargestellt Da sle verhditniemassig 
^ rasch abfallt, sind fur genugend grosse optische Ungen I^, Ld die Terme CBsBd und 1/2CAsAdP(Ls- 
Ld) die dominierenden Beitrage zur Intensitit des Ptiotostroms U so dass der Graph der die Abhdngig- 
keft desselben von der Differenz der op^schen l_angen des Fafary-Perot-Sensors 1 und des Fabry- 
Perot-Detektors 3 beschreibenden Funktion abgesehen von einer Mulliplikatign mit einem konstanten 
^ Faklor und der Addition einer Konstanten dem in Fig. 5 da^estellten Graphen der Funktion P(x) ent- 
spricht 

Die Vorrichtung nach Rg. 1 kann nun, etwa, Indem die an den Fabry-Perot-Detektor 3 angelegte Re- 
gelspannung Ober elne Rampe variiert und das absolute Maximum der Abweichung des Photostronrts vom 
Hintergrundwert CBsBd aufgesucht wird, so kalibriert werden, dass in einer Qnindeinstellung be! ver- 

45 Bchwindender Druckdifferenz am Fabry-Perot-Sensor 1 LD gleich Ls wird. Im Betrieb wird dann dieser 
durch Gleichheit der opt'schen Langen Ls und I-d gekennzeichnete Arbeitspunkt durch die Regelelektro- 
nlk 5 festgehalten, wie im folgenden naher eriSutert wirel. Wird statt eines reflexiv ein transmissiv arbei- 
tender Fabry-Perot-Sensor benOtzt, so Sndem sich gewisse Vorzeichen, was Anpassungen der Regel- 
eiektronik 5 bedlngt, das Funktlonsprinzlp Ist jedoch das glelche. 

50 Ober eine Leitung 35 (Fig. 6) wird der Photostrom I an die Regelelektronik 5 geieitet, in einem Vorver- 
starker 36 verstarkt und in einem Muhiplizierer 37 mrt einer von einem Wechselspannungsgenerator 38 
erzeugten Wechselspannung mulOpIizlert und in einem analogen Integrierer 39 integrierL Das Aus- 
gangssignal des integrierers 39 liegt einerseits an der Ausgangsklemme 40 und wird andererseits an el- 
nen analogen Subtrahierer 41 geieitet, wo Ihm die vom Wechselspannungsgenerator 38 erzeugte Wech- 

55 selspannung als Tastfunktion Oberlagert wird. Das so zusammengesetzte Signal wird als Regelspannung 
uber eine Leitung 42 an den Fabry-Perot-Detektor 3 geieitet, wo es an der Steuerkapazitat aniiegt und 
die optische Lange LD dessell^en beeinflussL 

Arbeitet die Vorrichtung nun genau am Arbeitspunkt, urn welchen der Graph der Intensit&tsfunktion 
(s. Rg. 5) mindestens in einer kleinen Umgebung im wesentlichen symmetrisch 1st, so bewirkt die uberia- 

60 gerte Wechselspannung, dass die den Photostrom I determlnierende Differenz 1-s-Ld der optischen Lan- 
gen des- Fabry-Perot-Sensors 1 und des Fabry-Perot-Detektors 3 nun elne Weine Schwingung nnit der 
Frequenz der Wechselspannung um den Arbeitspunkt ausfuhrt Da die Intonsitatsfunktion um den Ar- 
beitspunkt symmetrisch ist, fOhrt das dazu, dass dem Photostrom I eine Schwingung mit der doppelten 
Frequenz der Wechselspannung Oberlagert wird. Wird deren Im Muhiplizierer 37 enzeugtes Produkt Im 
65 Integrierer 39 integriert, so ist das Resultat Null 
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Andert slch nun durch eine Anderung der Druckdifferenz die optische Lange U des Fabry-Perot- 
Sensore 1 fleringfOgig. so verschlebt sich der Arbeltspunkt etwas vom NuUpunkt weg. so dass die Inten- 
sitatsfunklion nun nicht mehr um den Arbeltspunkt symmetrisch ist und das Ausgangssignal sine Kornpo-- 
nente mrt der Frequenz dor vom Wechselspannungsgenorator 38 erzeuglen Wechselspannung snthdit. 

5 Dadurch wird das Integral des \m Multiplizlerer 37 eizeugten Produkts ungleich Null und die Ausgangs- 
soannung des Integrierers 39 andert slch entspreohend. Sle wird schllesslich, nach Uberlagerung mit 
der Wechselspannung Im Subtrahlerer 41. uber die Leitung 42 an die Metailelektrode 30 geleitet, so 
dass die Regelspannung angepasst wird, bis die optische Lange Ld des Fabry-Perot-Detektors 3 wiedor 
der des Fabry-Perot-Sensors 1 entspricht und der Arbeltspunkt wieder erreicht ist. 

10 Das Prinzip funktionlert auch bei Wahl eines anderen Extremums als Arbeltspunkt. jedoch ist die Wahl 
des Nullpunkts am gOnstlgsten, well die Vorrichtung hier die hochste Aufldsung hat und der Nullpunkl 
von Elgenschaften der Uchtquelle 2 wie mittlerer Wellenlange Xo und Koharenzlange k unabhangig ist 
Das impliziert auch eine sehr hohe Temperaturstabllitat des Messprinzips, wenn man in Betracht zieht, 
dass die Fabry-Perot-Kavltaten evakulert oder mit Materlallen mit sehr geringer AbhSngigkeit des Bre- 

15 chungsindexes von der Temperatur gefullt sein kdnnen wie Luft, Wasser oder OI. Die Dynamik der Vor- 
lichtung unterilegt keiner der bei Fabry-Perot-Sensoren gew6hnrich gegebenen pnnzlpiellen Baschran- 

Elnsatzen, bei denen transiente Storungen auftreten kdnnen, ist es nicht auszuschliesserij dass 
slch das System vom Nullpunkt entfemt und auf einem Art>eitspunkt stabilisiert, welcher einem Neben- 

20 mawmum des in Fig. 5 dargestellten Graphen entspricht Durch gezielte Ladungsinjekbonen iri den inte- 
grator 39 kann der Arbeltspunkt dann jeweils auf eln benachbartes Maximum verschoben und das Resul- 
tet durch exteme Auswertung, etwa mittels eines Mikroprozessors, QberprOft werden, Auf diese Weise 
ist esmoglich, den Nullpunkt wieder zuerrelchen. . 
Die Regelelektronik kann wie beschrieben ein elgenes Bauteil bliden. sie kann aber auch - was in vie- 

25 len Fallen die gunstigere Moglichkeit sein durfte - im Membranblock 1 9 integrlert sein. 

Bei Venwendung des erfindungsgemassen Verfahrens zur Durchflussmessung Ober den Dltterenz- 
druck erglbt sich aus den weiter obsn envahnten Zusammenhangen zwischen dem Durchflu^ Q und der 
Dnickdifferenz dp am Fabry-Perot-Sensor 1 einerseits und der auf die Membran 21 des raD«y-P®''ot- 
Sensors 3 wirkenden Kraft F und der angelegten Regelspannung V andererseits, dass. falls Fabry- 

30 Perot-Sensor 1 und Fabry-Perot-Detektor 3 auf gleiche Krafte mit proportionaien Auslenkungen reagie< 
ren, was mindestens bei kleinen Auslenkungen der Fall ist und darOber hinaus etwa durch glei(^e geome- 
trische Ausbildung der Membranen sichergestellt werden kann, der Durchfluss Q und die Regelspan- 
nung V proportional sind. 

^ PatentansprQche 

1 Verfahren zur Bestimmung einer die optische Unge eines Fabry-Perot-Sensors (1) in eindeutiger 
Weise beeinflussenden Messgrosse, bei welchem ein Uchtstrahl endlicher Koharenzlange durch den 
Fabry-Perot-Sensor (1) modifiziert und auf einen Fabry-Perot-Detektor (3) geleitet wird mit eiriem licht- 
40 empfindlichen Element, das eine von der Intensitat des im Fabry-Perot-Detektor (3) nochmais modift^ 
zierten Uchtstrahls abhangige elektrische Ausgangsgrosse erzeugt, dadurch gekennzeichnet, dass die 
optische LSnge des Fabry-Perot-Detektors (3) mittels einer elektrischen Regelgrosse, von welcher die- 
selbe eineindeutig abhangt. derart in Abhangigkelt von der Ausgangsgrosse geregelt wird, dass ein aus- 
qezeichneter Punkt des die Abhangigkeit der AusgangsgrGsse von der Differenz der optischen L&nge 
^ des Fabry-Perot-Sensors (1) und der optischen Lange des Fabry-Perot-Detektors (3) definierenden 
Graphen als Arbeltspunkt festgehalten und die Messgrosse aus der Regelgrosse bestimmt wrd. 

2. Verfahren nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, dass der Arbeltspunkt durch einen Extre- 
malwert der Ausgangsgrosse gekennzeichnet ist 
3 Verfahren nach Anspmch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Art)eitspunkt deni Nullpunkt 
50 der Differenz der optischen Lange des Fabry-Perot-Sensors (1) und der optischen L&ige des Fabry- 
Perot-Detektors (3) entspricht . ^ p. . - M..1I 
4, Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Regelgrosse em© um den Null- 
punkt symmetrische periodische Tastfunktlon uberlagert und durch Integration des Produkts dersell»n 
mit der Ausgangsgrosse ein Konekturslgnal ereeugt wird, welches, falls es von Null abweicht, eine An- 
55 derung der Regelgrosse bewirkt . 

5 Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet. dass die Regelgrosse eine 
Spannung ist. welche ein elektrisches Feld. das auf den Fabiy-Perot-DeteklDr (3) eine seine optische 
Lange beeinflussande Kraft ausObt erzeugt .. .-.^^ «t««. 

6 Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5. dadurch gekennzeichnet, dass die Messgrosse eine 

^^^^^^i^^T^-DQ\Q\^or (3) zur Durchfuhrung des Verfahrens nach einem der AnsprQche 1 bis 6, m[t 
einem Fabry-Perot-lnterferometer. dessen Kavitat zwischen einer transparenten Tragerplatte (18). wel- 
che einen ersten Spiegel (24) und einer Membran (21). welche einen zum ersten Spiegel (24) parallelen 
zweiten Spiegel Wldet oder tragt, liegt sowie mft einem llchtempfindllchen Bement, dadurch geKennzeich- 
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net, dass er eine erste Steuerelektrode aufweist, welche mit einer mit der Membran (21) mechanisch ver- 
bundenen zwelten SteuereleWrode eine Steuerkapazitat zur Beeinflussung der Auslenkung der Mem- 
bran (21) blldet , . ^ .. 

8. Fabry-Perot-Deteklor (3) nach Anspruch 7, dadurch gekennzeiohnet, dass die Membran (21) Teil 
5 eines Membranblocks (19) ist und an Ihrer der Fabiy-Perot-Kavitit abgewandten Seite eine Vertiefung 

an der Ruckseite des Membranblocks begrenzt 

9. Fabry-Perot-Deteklor (3) nach Anspaich 8. dadurch gekennzeichnet, dass die Membran (21) auf 
ihrer Ruckseite elnen Ztentradkorper (23) tragt, welcher die zwelte Steuerelektrode bildet, wahrend die 
erste Steuerelektrode (30) auf einem die Vertiefung abschliessenden Trager (29) angebracht ist 

10 10. Fabry-Perot-Detektor (3) nach Anspruch 7 odsr 8. dadurch gekennzeichnet, dass die erste 
Steuerelektrode an der Tragerplatte (18) angebracht 1st, wahrend die zweite Steuerelektrode in der 
Grenzschicht der Membran (21) zur Fabry-Perot-Kavita angeordnet 1st. 

11- Fabry-Perot-Deteklor nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Steuerelektro- 
de als Metallschicht ausgebildet ist und zuglelch den ersten Spiegel (24) bikiet. 

15 12. Fabry^Perot-Detoktor nach einem der AnsprOche 8 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Membranblock (19) aus Silldum besteht 

13. Fabry-Perot-Detektor nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass das lichtempfindliche 
Qement als in die Membran (21) integrierte Photodiode ausgebildet ist 

14. Fabry-Perot-Detektor nach Anspruch 12 Oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass der Mem- 
20 branblock (19) an seiner der TrSgerplatte (18) zugekehrten Selte mit einer Siliciumdioxidschicht bedeckt 

ist 
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